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１．概要（Summary） 

動作中の触媒やデバイスを直接観測する試みは、近年

様々な分光手法を駆使して精力的に行われている（オペ

ランド観測 [1]）。オペランド分光手法の中で、雰囲気光

電子分光（AP-XPS）は触媒表面の内殻電子状態の選択

的検出や，元素の定量的な分析が可能といった特徴を持

ち、反応条件下における触媒表面あるいは反応中間体の

化学状態など反応メカニズムに関する直接的な知見を得

ることができる。 

我々は SPring-8 BL07LSU に雰囲気光電子分光シ

ステムを立ち上げ、さまざまな不均一触媒系や実用材料

表面のオペランド観測を行っている [2]。今回、現在の測

定条件よりも更に高圧の気相雰囲気下で AP-XPS 測定

を行えるようにするため、大阪大学ナノテクノロジー設

備供用拠点の設備を利用して、AP-XPS用のピンホー

ル付きノズルを作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

SEM付集束イオンビーム装置 

【実験方法】 

分子科学研究所装置開発室において、電鋳により銅

製の円錐型ノズルを作製した。円錐頂点部を研磨、平滑

化した後、大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点の

装置を用いて FIB 加工でノズル頂点部にピンホール

を開け、加工形状を SEMにて観察、評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に穴あけ加工後のノズル先端部の走査イオン顕

微鏡像を示す。FIB加工によりノズル先端に直径 56 m

のピンホールを形成した。 

 

Fig. 1 A SIM image of a pinhole at the apex of the 

conical nozzle. 
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